
環境パフォーマンスデータ
環境パフォーマンスについては、カシオグループとして環境負荷が大きいと思われる項目をとりあげました。
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PRTR法に基づく排出・移動量
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カシオグループでは、使用を廃止しています�

※特定第一種指定化学物質は、使用していません。  ※空欄：取扱い量がゼロを示す。  ※2002年度は2001年度に比較して、デバイス事業の増産により取扱い量は増加しましたが、大気中への拡散を防止する
閉鎖型処理設備の導入等により、大気への排出量は減少し、廃棄物、リサイクル量が増加しています。�
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水資源使用量の推移�
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デバイス事業の洗浄工程にて純水を多用し、その事業拡大とともに増加していますが、水循環
システムの採用等により削減に努めています。2002年度は177.4千m3が循環使用されました。�

廃棄物発生量原単位の推移�
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廃棄物発生・埋立量の推移�
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温室効果ガスSF6 使用・排出量とCO2換算量�
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TFT生産工程において、SF6の使用は欠かせません。その為、生産の増大に伴い使用・排
出量とも増大しておりますが、現在、分解無害化処理の最適装置の導入を検討しています。�
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CO2排出量の推移�
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生産増に伴い廃棄物発生量は増加する傾向にありますが、適切なリユース・リサイクルを全社的に推進し、埋立量は2005年度ゼロエミッション達成に向け着実に推進しています。

1990年度以降、一定（24時間常時作動するクリーンルーム、純水・排水装置等）のエネルギーを多用するデバイス事業の伸びに伴い、総量は増大しております。また、過去2年間は、デバ
イス工場の増築、及びその試運転・調整に伴うエネルギー使用により数値は増加しておりますが、コジェネレーション及びその他高効率機器の導入等による削減努力を進めています。


